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“57) Die Erfindung qestattet, bei einem relativ geringen Aufwand den
Zeitaufwand fir die Priifung zu senken und ermdglicht eine
Sauberkeitsprifung ailer Linsenarten. Bei der erfindungsgemiBen
Anordnung ist in dem Strahlenganqg einer Strahlunagsquelle ein
Kompensationssystem 2zwischen einem Objektiv und einem Prufling
angeordnet. Der beeinflufite Strahlenadang wird mittels eines

weiteren Objektivs in eine Filterebene und eine Impfdnagerebene
abgebildet. Die Strahlungsquelle, das Objektiv mit Lochblende, das
Kompensationssystem und der Priifling sind rdumlich starr zueinander

angeordnet,
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Pitel der Ertindung: Anordnung zur komplexen Sauberkeits-~
priifung eines lichtdurchlissigen
Priiflings

Anwendungsgebiet der Erfindung:

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur komplexen 3auberkeits-
priifung, insbesondere fiir lichtdurchlsassige Priiflinge. Sie

kann {iberall dort eingesetzt werden, wo eine konkrete Aussage
gur Lage und GroBe der juBeren und inneren Fehler optischer
Bauelemente benotigt wird (z.B. optische Qualitdtskontrolle,
Piltertechnik usw,).

Charakteristik der bekannten technischen lLSsungen:

Es ist bekannt, die Dunkelfeldmikroskopie zur Oberflichen-
priifung lichtdurchlissiger Bauelemente einzusetzen (Handbush
der Mikroskopie, Beyer, VEB Verlag Technik, Berlin 1973). Durch
die relativ schwache Ausleuchtung des Priiflings werden viele:
schwache Stérungen der Oberfliche nicht wahrgenommen.

Welterhin ist ein Kratzer-Klassifizierger#t fiir die Beurteilung
von Fehlern auf optischen Oberflichen bekannt (Druckschrift der
W.F. Stanley & Co. Ltd.). Hierbei wird ein Laser-Abtast-System
zur Beurteilung der GrtbBe des Kratzers benutzt., Der Laserstra’
wird mit Hilfe einer Zylinderlinse zu einem scharfen Strich
von 20 /um Breite fokussiert. Ein schwingender Spiegel zieht
diesen Strich rechtwinklig zu seiner Linge zu einem kleinen
Rechteck auselnander, Der von der Priiflingsoberfldche reflek-
tierte Laserstrahl fidllt auf einen Fotodetektor. Es kann nur

' das Maximum der Strahlschwichung gemessen werden.
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Bekannt ist weiterhin eine Anordnung zur optischen Filterung
fiir mindestens teilweise transparente Elemente (WP 129 249).
Gemi#d dieser Anordnung wird die von einer kohdrenten Strahlungs-
quelle, vorzugsweise einem Laser, ausgehende Strahlung mittels
eines Mikroobjektivs mit Mikrolochblende in eine divergente
Kugelwelle umgeformt, Die Mikrolochblende wird mittels eines
Objektivs in eine Filterebene abgebildet. An dieser Stelle
befindet sich ein teilwelse transparentes oder ein teilweise
reflektierendes Filter., Gleichzeitig iibernimmt das QObjektiv
eine Abbildung des zu filternden Elements in eine Empfiénger-
ebene, in der ein gefiltertes reelles Bild des zu filternden
Elements entsteht. Zur Beobachtung des gefilterten Bildes

kann in der Empfiéngerebene eine Mattscheibe, eine fotografische
Schicht oder eine Bildaufnahmerthre angeordnet sein,

Mit Hilfe dieser Anordnung ktnnen nur transparente Elemente
und Sammellinsen gepriift werden., AuBerdem muB bei der Anderung
der Brennweite des Priiflings die rzumliche Lage des Objektivs
und der Filterebene verdindert werden, was unter Produktions-
bedingungen einen relativ hohen Justieraufwand erfordert.

Um die Funktionsfghigkeit der Anordnung zu geﬁéhrleisten, ist
die Verwendung einer relativ aufwendigen kohirenten Strahlungs-
quelle, beispielsweise eines Lasers, erforderlich.

Ziel der Erfindung:

Durch die Erfindung sollen die genannten Mangel der bekannten
technischen Losungen behoben und bei einem relativ geringen
Aufwand die Priifzeit der Sauberkeitspriifung verkiirzt werden.

Darlegung des Wesens der Erfindung:

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung zur
komplexen Sauberkeltspriifung lichtdurchldssiger Priiflinge zu
schaffen, die den Zeitaufwand zur komplexen Priifung verringert
und eine Sauberkeitspriifung aller Linsenarten ermdglicht.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemgf dadurch geldst, dasB
zwischen dem QObjektiv mit Lochblende und dem Priifling ein
Kompensationssystem angeordnet ist, und daf der Priifling
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und das Kompeneationssystem rdumlich starr mit der Strahlungs-
quelle und dem nachfolgenden Objektiv mit Lochblende verbunden
iato '

Ausfiihrungsbeispiel

Die Exrfindung soll nachstehend anhand eines Ausfiihrungsbei-
spiels niher erliutert werden,

Die von einer.inkohdirenten Strahlungsquelle 1 ausgehende
Strahlung wird mittels eines Objektivs mit Lochblende 2 in
eine divergente Kugelwelle umgeformt und gelangt auf ein

70 XKompensationssystem 3, Das Kompensationssysiem 2 beeinflugd
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den Straehlengang so, daf sich zwischen einem im Strahlengang
angeordneten Priifling 4 und einem Objektiv 5 ein bestimmter
festgelegter Offnungswinkel einstellt. Die durch das Kompen-
aationssystem 3 und den Priifling 4 beeinfluBte Strahlung wird
mit Hilfe des Objektivs 5 in eine mit dem Objektiv 5 fest ver-
bundene Filterebene 6, die mechanische Mittel zur Ausblendung
der 0. Beugungsordnung des Bildes erhglt, abgebildet. Gleich-

‘geitig iibernimmt das Objektiv 5 eine Abbildung des zu fil-

ternden Elements in eine Empféngerebene 7, in der ein ge~
filtertes reelles Bild des zu priifenden Elements entsteht.
Das Objektiv 5 und die Filterebene 6 kionnen auf einer Trans-
lationsfiihrung, die beziiglich des Priiflings 4 beweglich ist,
befestigt werden, so daB unterschiedliche Schnittebenen der
Priiflinge 4 in der Empfgngerebene 7 selektiv scharf darge-
stellt werden konnen. ‘ _
Die Strahlungsquelle 1, das Objektiv mit Lochblende 2, das
Kompensationssystem 3 und der Priifling 4 sind rdumlich starr
zueinander angeordnet, d.h. der Priifling 4 und das dem je-
weiligen Priiflingstyp zugeordnete Kompensationssystem 3 kbnnen
ihre rdumliche Lage auch bei verschiedenen Priiflingstypen bei-
behalten. Die Anordnung kann zur komplexen Sauberkeitspriifung
von lichtdurchlgssigen Priiflingen eingesetzt werden. Sie ge-
stattet bei geringem Aufwand eine Senkung der Priifzeit sowie
die Sauberkeitspriifung sller Linsenarten.
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Erfindungsanspruch:

Anordnung zur komplexen Sauberkeitspriifung eines licht-
durchlégssigen Priiflings, indem ein von einer Strahlungs-
quelle asusgehendes Lichtbiindel ein Objektiv mit Lochblende
durchlguft, und dem lichtdurchlsdssigen Priifling ein weiteres
Objektiv mit einer nachfolgenden Filterebene und einer
Empfingerebene nachgeordnet ist, gekennzeichnet dadurch,
daB zwischen dem Objektiv mit Lochblende (2) und dem
Priifling (4) ein Kompensationssystem (3) angeordnet ist,
und das8 der Priifling (4) und das Kompensationssystem (3)
réumlich starr mit der Strahlungsquelle (1) und dem
nachgeordneten Objektiv mit Lochblende (2) verbunden ist,

Hierzu 1Seite Zelchnung
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